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Czujnik rezystancyjny o kompensacji temperaturowej w warunkach dynamicznych

Przedmiotem wynalazku jest czujnik rezystancyjny o kompensacji temperaturowej w warunkach dynamicz-
nych stosowany w tensometriioporowejprzy pomiarach cisnienia hydrostatycznego, natezenia pola magnetyczn-
ego. :
Znany jest spos6b kompensacji wptywu temperatury przy pomiarach z czujnikiem rezystancyjnym wed+tug

polskiego opisu patentowego nr 55 669, w ktérym stosuje sie czujnik w postaci dwéch elementéw rezystancyj-
nych, elementu pomiarowego i elementu kompensacyjnego umieszczone w obszarze dziatania mierzonej wielkos-
ci, przy czym wspotczynniki zmian rezystancji tych elementéw wzgledem wielkosci mierzonej majg jak
najwieksze wartosci bezwzgledne i przeciwne znaki, a temperaturowe wspo+tczynniki rezystancji majg zblizone
wartoéci i te same znaki. Taka kompensacja wptywu temperatury jest skuteczna tylko przy zatozeniu, ze w obu
elementach czujnikow rezystancyjnego, pomiarowym i kompensacyjnym istnieje dla kazdej chwili czasu identycz-
ny rozktad pola temperatury. Przy dostatecznie wolnych w poréwnaniu z bezwtadnoscia cieplng czujnika,
zmianach temperatury zatozenie to jest spetnione. Pola temperatur w obu elementach s3 wtedy jednorodne
iréwne. Poniewaz jednak elementy czujnika pomiarowego i kompensacyjnego wykonywane s z materiatéw,
ktérych state takie jak gesto$é wtasciwa p, przewodnictwo cieplne A, ciepto wtasciwe Csg réine, to
w warunkach dynamicznych gdy temperatura zmienia sie szybko, rozktady pola temperatur w obu elementach,
bedacych funkcjami czasu i przestrzeni, nie zmieniajg sie¢ na og6t identycznie. Efektem tego jest zupetny brak
kompensacji temperaturowej w stanach przejsciowych, ktére w wielu zagadnieniach pomiarowych sa stanami
permanentnymi.

Wedtug wynalazku, czujnik rezystancyjny o ko.(npensacji temperaturowej w warunkach dynamicznych
sktada sie z szeregowo potaczonych, ptytkowego elementu pomiarowego oraz ptytkowego elementu kompensa-
cyjnego o rezystancjach zmieniajacych sie¢ w przeciwnych kierunkach w funkcji zmian wielko$ci mierzonej
aw jednakowych kierunkach w funkcji zmian temperatury. Element pomiarowy oraz element ptytkowy sj
wykonane w postaci ptytek, kt6érych stosunek grubosci jest réwny pierwiastkowi ze stosunku statych dyfuzyj-

. nosci materiatéw uzytych do wykonania tych elementow.

Rozwiazanie wedtug wynalazku skutecznie eliminuje btad dynamiczny przy pomiarach z zastosowaniem

czujnikéw rezystancyjnych, powodowany zmianami temperatury. Ponadto nie istnieje potrzeba ucigzliwego
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doboru zblizonych lub réwnych wartosci temperaturowych wspotczynnikéw rezystancji dla obu elementéw
czujnika. ’

Przedmiot wynalazku zostanie blizej oméwiony w oparciu o rysunek, obrazujacy czujnik rezystancyjny
w przekroju poprzecznym, Jak uwidoczniono na rysunku, czujnik rezystancyjny sktada si¢ z dwoch elementéw
rezystancyjnych potaczonych szeregowo, pomiarowego Pp ikompensacyjnego Pk. Elementy te sa pokryte
warstwa metalowa M i wykonane w postaci ptytek p6tprzewodnikowych o stosunku grubosci
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gdzie lp, lx oznaczajg grubosé ptytek elementéw Pp iPk za$ kp =

i K=
_ Pp * Cp Pk * Ck
dyfuzyjnoéci cieplnej uzytych materiatéw, przy czym A, Ak, oznaczajg przewodnictwo cieplne elementu

pomiarowego i kompensacyjnego za$ p, i pk oznaczaja gesto¢ wtasciwa, materiatu elementu pomiarowego
kompensacyjnego za$ Cp i Ck oznaczajq ciepto wtasciwe uzytych materiatéw.

oznaczajq state

ZastrzeZenie patentowe

Czujnik rezystancyjny o kompensacji temperaturowej w warunkach dynamicznych, sktadajacy si¢ z szere-
gowo potaczonych ptytkowego elementu pomiarowego oraz ptytkowego elementu kompensacyjnego o rezystan-
cjach zmieniajacych sie w przeciwnych kierunkach w funkcji zmian wielko$ci mierzonej a w jednakowych
kierunkach w funkcji zmian temperatury, znamienny tym, ze ptytkowy element pomiarowy (Pp) oraz
ptytkowy element kompensacyjny (Pk) posiadaja grubos¢ ptytek (Ip i lk) ktdrych stosunek wynika z zaleznosci

Ip _|f ke
Ik Kk

adzie (Ip, Ik) oznaczajq grubosci ptytek elementow rezystancyjnych, pomiarowego i kompensacyjnego a kp i kk
oznaczajq odpowiednio state dyfuzyjnosci cieplnej uzytych materiatéw p6tprzewodnikowych.
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